X光檢測技術之冷場電子發射源
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本研究透過真空濺鍍的方式，以矽奈米尖錐結構，於尖錐的表面沉積10 nm之鉑(Pt)薄膜，製作出 Pt/Si的異質結構，改善場發射效率及驅動電場等缺點，作為 X-ray 的冷場電子發射源，達成高解析度及非破壞性內層檢測的需求。

